
●●●●「イメージ分光方式を用いた超高速全面膜厚測定技術の開発」 
 
○研究開発の概要 

 

液晶などのＦＰＤ産業では、近年のパネルの大型化に伴い、製品の高品質、短納期、

低コストへのニーズが高まっている。しかし、ＦＰＤ製品の品質を左右する膜厚の均一

性の検査は、いまだに人間の目視官能に頼っている現状がある。本事業では大幅な生産

効率の向上を目指し、検査作業を人間の目に代わり機械で自動化する高度な組込み画像

処理ソフトウェアを開発し、イメージ分光方式を用いた超高速全面膜厚測定技術を確立

する。 

 
○研究期間   平成２４年３月末まで 

 
○事業費（予定） 約４５百万円（平成２２年度）  
 
○事業スキーム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究内容の詳細については下記にお問い合わせ下さい。 
   テクノス(株) 開発部システム機器部 マネージャー  藤井 敏夫 

ＴＥＬ ０７４２－３６－３３８９ 
   
 
 

 

【研究開発体制】 

事業管理者：(財)奈良県中小企業支援センター 

研究実施者：テクノス(株) 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ：大阪大学 

      (有)ピー・アール・ティー   

        

提案 
 

 

経済産業省 

 

 委託 


